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PGSスパッタ成膜 

チャンバー内部全域圧力が
0.5Pa～5Paでスパッタ成膜 

基板付近圧力は10⁻²Pa 
以下でスパッタ成膜 
 
従来スパッタ法より 
平均自由行程が伸びる 

従来スパッタ法 

圧力勾配スパッタ法 

補足資料 

圧力勾配スパッタ法の基本構造 
            従来スパッタ法との比較 
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圧力勾配（PGS)スパッタ装置 
(高品質窒化物薄膜研究開発） 

 革新的スパッタリング法  

圧力勾配スパッタ技術（PGSモデル） 

       従来スパッタ法との成膜品質 比較 

従来スパッタ   PGSスパッタ 
 

AlN成膜のAFM比較  
 九工大 寺井先生ご提供 

 BiSb結晶成長TEM画像 
 東工大 PHAM先生ご提供 

AlN成膜(Si基板)の 
XRD評価比較 
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みなさまの遠慮ないご意見・ご質問をお待ちしています 

PGSスパッタ成膜で 
(002)面の単独ピークを
観測 

Ra＜1nm 

(500 nm ×500 nm scan) 

PGSスパッタ成膜 


